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Wynalazek dotyczy urządzenia pomiarowego
do ustalania dokładności stabilizacji aparatury
żyroskopowej, na przykład w pojazdach po¬
wietrznych. W siatkach morskich dokładność
stabilizacji aparatury żyroskopowej można usta¬
lić, jak wiadomo, za pomocą lunety stabilizowa¬
nej przez żyroskop, przez obserwację granicy
widnokręgu (horyzontu), ustalając każdorazowo •
linię horyzontu. Dla ustalenia dokładności sta¬
bilizacji aparatury żyroskopowej w pojazdacłf
powietrznych sposób ten można zastosować tyl¬
ko w pewnych warunkach, a mianowicie tylko
ponad morzem.

Ażeby jednak móc pomierzyć stabilizację ho¬
ryzontu i kursu pojazdów powietrznych ponad
lądem i morzem, potrzebne są urządzenia mie¬
rzące z największą dokładnością i pozwalające

*) Właściciel patentu oświadczyŁ że twórcą
Wynalazła jest inż. Heinz Nurnberg.

rozpoznać odchylenia od kierunku północ—po¬
łudnie i od pionu, rzędu 0,1°, przy czym jako
punkt odniesienia powinno służyć słońce, to
zinacizy jego pozorna droga wykonywana .na sku¬
tek ruchu ziemi, a dla porównania służy zmia¬
na kursu i położenia centrali określającej poło¬
żenie, utworzonej przez żyroskopy, gdyż pozio¬
my ruch słońca można obliczyć z wystarczającą
dokładnością.

Rozwiązanie tego zadania następuje według
wynalazku za pomocą urządzenia pomiarowego,
którego obudowa zbliżona do trapezu służy ja¬
ko nośnik członów odbijających, a swą podsta¬
wą umieszczona jest wahadłowo na znanej cen¬
trali określającej położenie i składającej się, z
przyrządów żyroskopowych, ponad jej osią „Z"
z możliwością wahań względem tej osi o ± 15°
tak, że plamka świetlna odbita od zwierciadła
skierowanego na słońce, po przejściu przez so¬
czewkę i przez zwierciadło służące jako człon



odwracający odbija się na przezroczystej folii
podobnej do papieru milimetrowego, zaopatrzo¬
nej w wykreśloną krzywą i skalę stopni, przy
czym za pomocą kamery fotograficznej wyliczo¬
na i naniesiona na tę folię droga słońca porów¬
nywana jest z rzeczywiście utrzymywaną drogą
zakreśloną przez punktową plamkę świetlną fo¬
tograficzną w ustalonych odstępach czasu razem
z nieuwidocznionym zegarem tak, że porówna¬
nie to stanowi miarę utrzymania względnie od¬
chylenia od wyliczonej drogi.

Istota wynalazku objaśniona jest bliżej przy¬
kładowo na podstawie rysunku.

Obudowa zbliżona kształtem do trapezu ra¬
zem ze swymi członami optycznymi jest zamon¬
towana podstawą na znanego typu centrali o-
kreślającej położenie, przy czym za pomocą ko¬
ła zębatego 6 może się ona poruszać wokół osi
„Z" umieszczonej w umocowaniu 7 tak, że mo¬
żliwe jest nastawienie tej obudowy z jej czło¬
nami optycznymi odpowiednio do położenia
słońca. Wewnątrz obudowy, dokładnie ponad
osią „Z" centrali, umieszczone jest zwierciadło
chwytające 1, którego kąt nachylenia odpowia¬
dający położeniu słońca nastawiać można za
pomocą skali umieszczonej na zewnątrz obudo¬
wy. Promieniowanie słońca padające na zwier¬
ciadło 1 w kierunku strzałki, skupiane jest przez
soczewkę 2 w ten sposób, żę powstaje plamka
świetlna, która pada na przezroczystą folię 5
(powierzchnia pomiarowa) po uprzednim odbiciu
od nastawionego zwierciadła odchylającego 3
i od drugiego zwierciadła odchylającego 4,
umocowanego powyżej podstawy w obudowie.
Na tej przezroczystej folii 5 urządzenia pomia¬
rowego centrali określającej położenie według
uwidocznionego przykładu mierzona jest w kie¬
runku pionowym dokładność stabilizacji wzglę¬
dem osi „V", gdy lot odbywa się w kierunku

północ—południe lub południe—północ. Przy
kursie wschód—zachód lub zachód—wschód za¬

chodzi pomiar względem osi .,x".
Przy wszystkich kursach na folii 5 mierzona

jest dokładność stabilizacji centrali w kierunku
poziomym względem osi „Z".

Folia 5 posiada podziałkę w stopniach dla
obu osi kierunkowych, pozwalającą ustalić
odchylenia od rzeczywistego kursu i pionu z
dokładnością do 0,1°*

Zastrzeżenie patentowe

Urządzenie pomiarowe do ustalania dokładno¬
ści działania aparatury żyroskopowej, znamien¬
ne tym, że składa się ono z obudowy o kształcie
trapezu, której płaszczyzna podstawy wychylna
o ± 15° względem osi („Z") aparatury żyrosko¬
powej jest nośnikiem współśrodkowo względem
osi („Z") umieszczonego i dającego się nastawiać
w kierunku słońca zwierciadła (1) i soczewki (2),
umieszczonej pomiędzy tym zwierciadłem a in¬
nym zwierciadłem (3), natomiast górna wewnę¬
trzna powierzchnia obudowy jest zaopatrzona
w zwierciadło (4) służące jako element odbija¬
jący promienie świetlne w kierunku przezro¬
czystej folii (5), mającej siatkę podobną do siat¬
ki papieru milimetrowego, której obie współ¬
rzędne są wyskalowane w stopniach, przy czym
odchylenie rzuconego na folię obrazu słońca, w
postaci plamki świetlnej od toru słońca nary¬
sowanego na folii odpowiednio do założonego
programu lotu jest miarą dwóch wartości po¬
miarowych, które można odpowiednio odczytać
na współrzędnych podziałki.
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